繞射式光學尺研製技術
  繞射式光學尺利用都卜勒頻移光柵干涉原理，應用於高精度奈米位移感測器。雷射光射至光柵表面後，產生正負一階繞射光射入鏡組，由光感測器接收弦波干涉訊號，經由電路處理弦波訊號後，再以軟體對利薩爾圓做計數及相位細分割得到位移值。經實驗得本光學尺的位移解析度為1.08 nm、準確度為 ±17 nm、標準差為13.4 nm，並量測移動平台的奈米級往復運動、金字塔運動，均有優良的量測結果。
